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※概要（Summary）： 

 ガラスプリズム基板上に形成した試料の、電子顕微

鏡（SEM）/光学顕微鏡観察下における観察領域の同

期を行うため、導電性透明薄膜（ITO 薄膜）、および

金属空間パターンをプリズム表面に形成した。ITO膜

の蒸着により SEM 観察時におけるチャージアップが

防止され、高空間分解能な試料観察が可能になった。

また金属空間パターンは SEM、光学顕微鏡の双方で

高いコントラストで視認でき、両者で同一領域を観

察・分析する事が容易にできる様になった。 

 

※実験（Experimental）： 

【利用した装置】  

・レーザー露光装置 

・全自動スパッタ装置 

・自動エリプソメーター 

【実験方法】 

BK7 ガラスプリズム反射面にスパッタ装置にて

ITO 膜（膜厚 100nm）を形成した。その後、ITO 表

面を 2層レジストコーティングし、レーザー露光装置

によるパターン描画、現像を行い、再びスパッタ装置

により Ti 蒸着を施した。これをリフトオフし、ITO

膜上に Ti によるパターンを描いた。ITO の膜厚はエ

リプソメーターで評価した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 平滑かつ透明な ITO 薄膜の形成、および視認性の

高い Ti 空間パターンの描画が実現し、当初の目的を

完全に満足する結果を得た。図.1に、Ti空間パターン

完成後のガラスプリズム表面の光学顕微鏡像を示す。

マーカーの線幅は 5m、数字の線幅は 2m である。

「09 05」という空間座標が明瞭に視認できる。この

パターンは、SEM 観察下では明領域として背景から

高いコントラストで確認でき、SEM、光学顕微鏡の双方

で同一箇所を探し出し、観察することを極めて容易にし

た。 

 

図.1: Ti 空間パターン描画したガラスプリズム表面の光

学顕微鏡像 

 

※その他・特記事項（Others）： 

使用したガラスプリズムのサイズは１辺 10mm であ

り、通常の半導体ウェハー等に比べたいへん厚みがある。

これをレーザー露光装置に設置するためのジグを自作

し、装置に組み入れた。 

製作したプリズムは、全反射顕微鏡法を用いた金属ナ

ノ構造の光学物性の研究に用いた。 
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